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(54)发明名称

真空镀膜机

(57)摘要

本发明公开一种真空镀膜机包括镀膜筒体、

抽真空装置以及向镀膜筒体内输送镀膜材料的

物料供给装置。镀膜筒体围出用于盛放待镀工件

的容置腔，容置腔内安装有用于承载并驱动待镀

工件转动的转动架，转动架包括大转盘和位于大

转盘外缘的小转盘，大转盘的外环面设有第一齿

牙，小转盘通过一固定轴安装于大转盘斜上方，

且固定轴外还活动地套设有第一齿轮，固定轴的

外表面向外凸设有第一卡合部，第一齿轮的内环

面设置有与第一卡合部相配合的第二卡合部，小

转盘通过第一齿轮和第一齿牙之间的连接实现

与大转盘相啮合。使得本发明的真空镀膜机的大

转盘和小转盘二者的运动模式多样化且使用起

来更加灵活。
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1.一种真空镀膜机，包括镀膜筒体、抽真空装置以及向所述镀膜筒体内输送镀膜材料

的物料供给装置，所述镀膜筒体围出用于盛放待镀工件的容置腔，其特征在于：所述容置腔

内安装有用于承载并驱动待镀工件转动的转动架，所述转动架包括大转盘和位于大转盘外

缘的小转盘，所述大转盘的外环面设有第一齿牙，所述小转盘通过一固定轴安装于所述大

转盘斜上方，且所述固定轴外还活动地套设有第一齿轮，所述固定轴的外表面向外凸设有

第一卡合部，所述第一齿轮的内环面设置有与所述第一卡合部相配合的第二卡合部，所述

小转盘通过所述第一齿轮和所述第一齿牙之间的连接实现与所述大转盘相啮合；

所述真空镀膜机还包伸缩机构，所述伸缩机构的输出端固定连接有第二齿轮，所述小

转盘的外环面设置有第二齿牙，所述伸缩机构驱动所述第二齿轮沿所述容置腔的上下方向

移动，所述第二齿轮选择性地与所述小转盘的所述第二齿牙相啮合或者脱离连接；

所述大转盘的底部向下凸设有第一锁固件，所述小转盘、所述固定轴、所述第一齿轮均

安装于一个支撑支架上并通过该支撑支架的一端选择性地与所述第一锁固件连接。

2.如权利要求1所述的真空镀膜机，其特征在于：所述大转盘的转动中轴线与所述小转

盘的转动中轴线相互平行。

3.如权利要求1所述的真空镀膜机，其特征在于：还包括设置于所述第一齿轮下方并支

撑所述第一齿轮的滚珠轴承和驱动所述滚珠轴承沿所述固定轴滑动的第一驱动机构。

4.如权利要求1所述的真空镀膜机，其特征在于：还包括旋转机构，所述伸缩机构的输

出端通过所述旋转机构与所述第二齿轮固定连接，所述第二齿轮安装于所述旋转机构的输

出端。

5.如权利要求1所述的真空镀膜机，其特征在于：所述转动架还包括第二驱动机构，所

述大转盘的内环面设置有第三齿牙，所述第二驱动机构通过所述第三齿牙与所述大转盘相

啮合并驱动所述大转盘转动。

6.如权利要求5所述的真空镀膜机，其特征在于：所述容置腔的底部还设置有若干滚

轮，所述滚轮位于所述大转盘的正下方并承托所述大转盘，所述滚轮的转动中轴线与所述

大转盘的转动中轴线相互垂直。

7.如权利要求1所述的真空镀膜机，其特征在于：所述第一卡合部的横截面呈T字型。

8.如权利要求1所述的真空镀膜机，其特征在于：所述大转盘的上表面设置有环形的凹

槽，所述环形的凹槽内安装有若干滚珠，所述滚珠的顶部向上凸出于所述凹槽并抵接于所

述小转盘的底部。

9.如权利要求1所述的真空镀膜机，其特征在于：所述大转盘的底部向下凸设有第一锁

固件，所述容置腔的内壁凸设有第二锁固件，所述固定轴的一端选择性地与所述第一锁固

件连接或者与所述第二锁固件连接。
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真空镀膜机

技术领域

[0001] 本发明涉及机械领域，尤其涉及一种真空镀膜机。

背景技术

[0002] 真空镀膜机主要指一类需要在较高真空度下进行镀膜的机器。根据镀膜方式的不

同又可以分为真空离子蒸发，磁控溅射，MBE分子束外延，PLD激光溅射沉积等。

[0003] 众所周知，真空镀膜机内都安装有用于装夹待镀工件的转动架，现有的转动架基

本都是包括转动轴、大转盘以及若干个小转盘。其中，转动轴设置于镀膜筒体的容置腔中

间，转动轴的输出端与大转盘连接并驱动大转盘转动，若干个小转盘固定于大转盘上，故当

转动轴驱动大转盘转动的时候，若干个固定于大转盘上的小转盘也会跟随着大转盘一起转

动，大转盘与小转盘之间是联合运动的，小转盘不能独立转动。而随着社会的迅速发展，工

件形状也越来越复杂，镀层种类也越来越多样化，尤其是对于一些彩色干涉膜，这种类型的

镀层对于膜层厚度十分敏感，而现有的大转盘连同小转盘一起转动的转动架则不能满足以

上工艺需求。

[0004] 因此，亟需一种大转盘和小转盘运动方式多样的真空镀膜机来克服上述的缺陷。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种大转盘和小转盘运动方式多样的真空镀膜机。

[0006] 为了实现上述目的，本发明提供了一种真空镀膜机，包括镀膜筒体、抽真空装置以

及向所述镀膜筒体内输送镀膜材料的物料供给装置，所述镀膜筒体围出用于盛放待镀工件

的容置腔，所述容置腔内安装有用于承载并驱动待镀工件转动的转动架，所述转动架包括

大转盘和位于大转盘外缘的小转盘，所述大转盘的外环面设有第一齿牙，所述小转盘通过

一固定轴安装于所述大转盘斜上方，且所述固定轴外还活动地套设有第一齿轮，所述固定

轴的外表面向外凸设有第一卡合部，所述第一齿轮的内环面设置有与所述第一卡合部相配

合的第二卡合部，所述小转盘通过所述第一齿轮和所述第一齿牙之间的连接实现与所述大

转盘相啮合。

[0007] 较佳地，所述大转盘的转动中轴线与所述小转盘的转动中轴线相互平行。

[0008] 较佳地，所述真空镀膜机还包括设置于所述第一齿轮下方并支撑所述第一齿轮的

滚珠轴承和驱动所述滚珠轴承沿所述固定轴滑动的第一驱动机构。

[0009] 较佳地，所述真空镀膜机还包伸缩机构，所述伸缩机构的输出端固定连接有第二

齿轮，所述小转盘的外环面设置有第二齿牙，所述伸缩机构驱动所述第二齿轮沿所述容置

腔的上下方向移动，所述第二齿轮选择性地与所述小转盘的所述第二齿牙相啮合或者脱离

连接

[0010] 较佳地，所述真空镀膜机还包括旋转机构，所述伸缩机构的输出端通过所述旋转

机构与所述第二齿轮固定连接，所述第二齿轮安装于所述旋转机构的输出端。

[0011] 较佳地，所述转动架还包括第二驱动机构，所述大转盘的内环面设置有第三齿牙，
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所述第二驱动机构通过所述第三齿牙与所述大转盘相啮合并驱动所述大转盘转动。

[0012] 较佳地，所述容置腔的底部还设置有若干滚轮，所述滚轮位于所述大转盘的正下

方并承托所述大转盘，所述滚轮的转动中轴线与所述大转盘的转动中轴线相互垂直。

[0013] 较佳地，所述第一卡合部的横截面呈T字型。

[0014] 较佳地，所述大转盘的上表面设置有环形的凹槽，所述环形的凹槽内安装有若干

滚珠，所述滚珠的顶部向上凸出于所述凹槽并抵接于所述小转盘的底部。

[0015] 较佳地，所述大转盘的底部向下凸设有第一锁固件，所述容置腔的内壁凸设有第

二锁固件，所述固定轴的一端选择性地与所述第一锁固件连接或者与所述第二锁固件连

接。

[0016] 与现有技术相比，由于本发明通过在大转盘的外环面设有第一齿牙，用于固定小

转盘的固定轴上活动地套设有第一齿轮；当仅仅需要大转盘转动而不需要小转盘转动的时

候，可以将第一齿轮沿固定轴滑动至与大转盘断开连接，此时大转盘在自转的时候小转盘

不会转动；当需要大转盘自转的同时小转盘也以自己的中轴线为旋转中心自转的时候，则

可以通过将第一齿轮沿固定轴滑动至与大转盘的第一齿牙相互啮合，此时的大转盘转动会

驱动第一齿轮转动，又由于第一齿轮此时通过第一卡合部和第二卡合部的卡合连接而与固

定轴固定连接，故第一齿轮在转动的时候也会驱动固定轴转动，从而实现了驱动安装于固

定轴上的小转盘自转，使得本发明的真空镀膜机的大转盘和小转盘二者的运动模式多样化

且使用起来更加灵活。

附图说明

[0017] 图1是本发明的真空镀膜机的俯视图。

[0018] 图2是本发明的真空镀膜机的大转盘、小转盘、伸缩机构、旋转机构、第二驱动机构

以及镀膜筒体连接的结构示意图。

[0019] 图3是本发明的真空镀膜机的真空镀膜机的大转盘、小转盘、伸缩机构、旋转机构

以及第二驱动机构连接的俯视结构示意图。

[0020] 图4是本发明的真空镀膜机的固定轴的俯视图。

具体实施方式

[0021] 为详细说明本发明的技术内容、构造特征、所实现的效果，以下结合实施方式并配

合附图详予说明。

[0022] 请参考图1至图3，本发明的真空镀膜机100包括镀膜筒体10、抽真空装置20以及向

镀膜筒体10内输送镀膜材料的物料供给装置30。镀膜筒体10围出用于盛放待镀工件的容置

腔100a，容置腔100a内安装有用于承载并驱动待镀工件转动的转动架40，转动架40包括大

转盘41和位于大转盘41外缘的小转盘42；具体地，大转盘41的转动中轴线与小转盘42的转

动中轴线相互平行，即是说大转盘41和小转盘42是相互平行设置的，保证了待镀工件可以

平稳地被放置于大转盘41和小转盘42上，但不限于此。大转盘41的外环面设有第一齿牙

411，小转盘42通过一固定轴50安装于大转盘41斜上方，且固定轴50外还活动地套设有第一

齿轮60，固定轴50的外表面向外凸设有第一卡合部51，第一齿轮60的内环面设置有与第一

卡合部51相配合的第二卡合部61，小转盘42通过第一齿轮60与大转盘41相啮合。具体地，第
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一卡合部51的横截面呈T字型，第二卡合部61向内凹陷有与第一卡合部51向匹配的形状，因

此第一齿轮60只能沿竖直方向向上移动并与固定轴50卡合连接，且当第一齿轮60与固定轴

50卡合连接的更加稳定，但不限于此。较优的是，第一卡合部51和大转盘41的第一齿牙411

位于同一水平面上，因此当第一齿轮60与第一卡合部51卡合连接的同时还与大转盘41相啮

合，但不限于此。

[0023] 请继续参考图1至图3，本发明的真空镀膜机100还包括设置于齿轮下方并支撑齿

轮的滚珠轴承70、驱动滚珠轴承70沿固定轴50滑动的第一驱动机构80、伸缩机构90、旋转机

构110、第二驱动机构120、第一锁固件130以及第二锁固件140。通过第一驱动机构80驱动滚

珠轴承70沿固定轴50滑动进而使得设置于滚珠轴承70上的第一齿轮60也沿固定轴50滑动，

进而实现了第一齿轮60与固定轴50的卡合连接或者脱离卡合连接，且滚珠轴承70不会阻碍

第一齿轮60的转动；伸缩机构90的输出端固定连接有旋转机构110，旋转机构110的输出端

固定连接第二齿轮111，小转盘42的外环面设置有第二齿牙421，因此伸缩机构90可以驱动

旋转机构110和第二齿轮111沿竖直方向运动并使第二齿轮111与小转盘42相啮合，然后再

通过旋转机构110驱动第二齿轮111转动进而带动小转盘42转动，故小转盘42除了可以通过

大转盘41带动而实现自转外，还可以通过第二齿轮111带动实现自转，使得小转盘42的转动

速度多样化；当不需要通过第二齿轮111驱动小转盘42转动的时候，只需要通过伸缩机构90

驱动第二齿轮111和旋转机构110一并向下运动而使得第二齿轮111不与小转盘42啮合即

可。大转盘41的内环面设置有第三齿牙412，第二驱动机构120与大转盘41相啮合并驱动大

转盘41转动，因此避免了在容置腔100a的中部设置一用于驱动大转盘41转动的转动轴，故

可以在容置腔100a的中部腾出空间用于安装其他装置，使得本发明的真空镀膜机100的各

个零部件的安装更加合理且结构简单紧凑。容置腔100a的底部还设置有若干滚轮150，滚轮

150位于大转盘41的正下方并承托大转盘41，滚轮150的转动中轴线与大转盘41的转动中轴

线相互垂直。具体地，大转盘41的上表面设置有环形的凹槽41a，环形的凹槽41a内安装有若

干滚珠413，滚珠413的顶部向上凸出于凹槽41a并抵接于小转盘42的底部，故小转盘42除了

通过固定轴50将其支撑于容置腔100a内之外，还通过大转盘41上设置有滚珠413而承托小

转盘42于大转盘41上，进一步确保小转盘42可以更加稳固地被固定于容置腔100a内。大转

盘41的底部向下凸设有第一锁固件130，容置腔100a的内壁凸设有第二锁固件140，较优的

是，小转盘42、固定轴50、第一齿轮60、滚珠轴承70以及第一驱动机构80均安装于一个支撑

支架200上并通过该支撑支架200的一端选择性地与第一锁固件130连接或者与第二锁固件

140连接，进而实现了小转盘42跟随大转盘41一起转动或者小转盘42不跟随大转盘41一起

转动。较优的是，第一锁固件130和第二所固件均为螺钉，固定轴50的一端可通过螺钉固定

于大转盘41底部或者容置腔100a的内侧壁上，故可以实现小转盘42与大转盘41一同转动或

者大转盘41自转的时候小转盘42不随着大转盘41一起转动，使得本发明的大转盘41和小转

盘42的运动模式更加多样化。

[0024] 以下结合附图，对本发明的真空镀膜机100的大转盘41和小转盘42的多种运动模

式作进一步地描述：

[0025] 当仅需要大转盘41自转而小转盘42固定于容置腔100a内不动的时候，固定轴50的

底部通过第二锁固件140固定于容置腔100a的内侧壁上，通过第二驱动装置驱动大转盘41

转动即可；当需要大转盘41自转的时候，小转盘42以大转盘41自转的转动中轴线为旋转中
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心转动时，固定轴50的底部通过第一锁固件130固定于大转盘41的底部，通过第二驱动装置

驱动大转盘41转动即可；当需要大转盘41自转的同时小转盘42也自转，此时通过第一驱动

机构80驱动滚珠413轴承70沿固定轴50向上滑动，进而带动设置于滚珠413轴承70上方的第

一齿轮60也沿固定轴50向上滑动并与固定轴50卡合连接，同时第一齿轮60还与大转盘41相

互啮合即可，当此状态下需要切换至小转盘42不转动的时候仅需要通过第一驱动机构80向

下滑动，第一齿轮60和滚珠413轴承70在重力的作用下会自动沿固定轴50向下滑动而使得

第一齿轮60不与大转盘41相啮合；当需要小转盘42以不同于大转盘41的转速自转的时候，

先确保第一齿轮60不与大转盘41相互啮合，然后通过伸缩机构90驱动旋转机构110和第二

齿轮111向上运动至于小转盘42相啮合，然后通过旋转机构110驱动第二齿轮111转动即可

通过第二齿轮111带动小转盘42自转，当此状态下需要切换至小转盘42不转动的时候仅需

要通过伸缩机构90驱动旋转机构110和第二齿轮111向下运动而使得第二齿轮111不与小转

盘42相啮合即可。以上多种运动模式可相互组合实现更多种不同的运动模式，例如小转盘

42在以大转盘41的转动中轴线为旋转中心旋转的同时还通过大转盘41的自转而带动小转

盘42自转等。

[0026] 与现有技术相比，由于本发明通过在大转盘41的外环面设有第一齿牙411，用于固

定小转盘42的固定轴50上活动地套设有第一齿轮60；当仅仅需要大转盘41转动而不需要小

转盘42转动的时候，可以将第一齿轮60沿固定轴50滑动至与大转盘41断开连接，此时大转

盘41在自转的时候小转盘42不会转动；当需要大转盘41自转的同时小转盘42也以自己的中

轴线为旋转中心自转的时候，则可以通过将第一齿轮60沿固定轴50滑动至与大转盘41的第

一齿牙411相互啮合，此时的大转盘41转动会驱动第一齿轮60转动，又由于第一齿轮60此时

通过第一卡合部51和第二卡合部61的卡合连接而与固定轴50固定连接，故第一齿轮60在转

动的时候也会驱动固定轴50转动，从而实现了驱动安装于固定轴50上的小转盘42自转，使

得本发明的真空镀膜机100的大转盘41和小转盘42二者的运动模式多样化且使用起来更加

灵活。

[0027] 以上所揭露的仅为本发明的较佳实例而已，其作用是方便本领域的技术人员理解

并据以实施，当然不能以此来限定本发明之权利范围，因此依本发明申请专利范围所作的

等同变化，仍属于本发明所涵盖的范围。
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